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® DurchfluSmessanordnung 

<§) Die Erfindung betrifft erne DurchflurimeSanordnung 
zur elektrodynamischen Oder eJektromagnetischen oder 
eletarostatjschen Bestimmung von Durchflussen eines 
MeSmediums rfurch ein MeGrohr, gemaS Oberbegriff des 
Patentanspruches 1. Urn hierbei MeSfehler durch Ver- 
schmutzung oder Ablagerungen zu verrneiden, 1st erfin- 
dungsgemaS vorgeschlagen, dafc die mit dem MeSmedi- 
urn m Beruhrung stehenden Elektroden (10) mit einer na- 
r^^M | Oberflache (11, 12, 13) nach Art einer Lo- 

■/ tusblattoberflache versehen ist bzw. sind. 
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Beschreibung 

[0001]. Die Erfindung betrifft eine DurchfiuBmeBanord- 
• nung zur. elektrodynamischen, elektrostatischen oder elek- 
tromagnetischen Bestimmung von Durchflussen eines Me- 5 
diums durch ein MeBrohr, gemaB Oberbegriff des Patentan- 
spruches 1. • 

[0002] DurchfluBmeBanordnuhgen dieser Art sind vielfal- 
tig bekannt Am weitesten verbreitet sind dabei DurchfluB- 
meBanordnungen nach magnetisch induktiven Verfahren. 10 
Dabei wird ein MeBrohr verwendet, welches iiber einen ent- 
sprechenden Abschnitt vpm MeBmedium durchstromt wird, 
dessert DurchfluB zu bestimmen ist Uber einen ehtspre- 
chenden Abschnitt des MeBrohres ist am AuBenumf ang eine 
. magnetisch induktive oder eine kapazitive Einrichtuhg mit 15 
gegebenenfalls Spulen und Elektroden angeordnet Die be- 
sag Jen Elektroden haben dabei eine galvanische Beriihrung 
mit dem MeBmedium. 

[0003] Eine Einrichtung dieser Art ist aus der Deutschen 
Patentschrift DEi97 05 436 bekannt. Die dort gezeigte 20 
MeBanordnung verfugt uber einen solchen MeBrohrkdrper, 
durch den hindurch Elektrodenbohrungen angeiegt sind. In- 
nerhalb dieser besagten Elektrodenbohrungen sind elek- 
.trisch zum MeBrohr isolierte metallische Elektroden einge- 
bracht, die mit dem MeBmedium in Beriihrung stehen. 25 
[0004] . Es ergibt sich im normalen Betrieb, daB je nach an- 
fallendem MeBmedium sich Ablagerungen oder Verschmut- 
zungen auf den Elektroden bilden konnen. Diese Ablagerun- 
gen oder Verschmutzungen erzeugen natiirlich einen undefi- 
nierbaren Ubergangswiderstand, der die Messung als sol- 30 
ches teilweise sogar stark verfalscht. 

[0005] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, 
eine DurchfiuBmeBanordnung der gattungsgemaBen Art da- 
hingehend zu verbessern, daB die durch Ablagerungen oder 
Verschmutzungen entstehenden MeBfehler yermieden wer- 35 
den. ' 
[0006] Die gestellte Aufgabe ist bei einer DurchfiuBmeB- 
anordnung der gattungsgemaBen Art erfindungsgemaB 
durch die.kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruches 
.1 gelpst. . 40 

[0007] Weitere vorteilhafte Ausgestaltung der erfinduhgs- . 
gemaBen DurchfluBmeBanordnung sind in den abhangigen 
Anspriichen dargelegt. 

[0008] Kern der Erfindung besteht hierbei darin, daB die 
mit dem Medium m Beriihrung stehenden Elektroden mit ei- 45 
ner nanos trukturierten Oberflache nach Art einer Lotusblatt- 
oberflache yersehen sind, 

[0009] Der mit der Nanostrukturierung bewirkte Effekt ist 
der sogenannte Lotusblatteffekt. Die stark zerkluftete Ober- . 
flache ist in ihrer Struktur so bemessen, daB Oberflachen- 50 
spannungen von gangigen Russigkeiten dieselbe adhasiv 
nicht benetzen konnen. .Demzufolge entstehen auch keine 
"Ablagerungen auf den besagten nanostrukturierten Oberfla- 
chen. Falls diese durch Staubablagerungen doch entstehen, . 
bewirkt die nicht benetzende Beaufschlagung mit Russig- 55 
keit eine Agglomeration der Staubpartikel in den nicht haf- 
tenden, und somit leicht. entfembaren Fliissigkeitstropfen. 
Dies gilt bei staubr bzw aerosolbefrachteten Gasen. Bei 
..Flussigkeiten kommt es wegen der mangelnden Haftung erst 
gar nicht zu Verschmutzungen. 60 
[0010] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist angege-. . 
ben, daB die Oberflache durch eine entsprecheride gegebe- 
nenfalls elektrisch. leitfahige Beschichtung ,gebildet ist 
Hierbei konnen beispielsweise Beschichtungen aus aufge- 
brachten Lacken verwendet werden, die zum einen elek- 65 
trisch leitfahig sind, und zum anderen nach dem Ausharten 
aufgrund der Lackkomposition. und gegebenenfalls yon Zu- 
satzstoffen im Aushartevorgang eine Nanosnaikturierung er- 



geben. Dariiber hinausgehend konnen jedoch auch bereits 
nanostrukturierte Folien, die ebenso elektrisch leitfahig sind 
oder sein konnen oder mussen, auf die Elektrodenoberfla- 
chen aufgebracht werden. 

[0011] Eine weitere mogliche Ausgestaltung besteht 
darin, die Oberflachen der Elektroden selbst zu strukturie- 
ren, beispielsweise durch Edelgas-Ionen-Sputter-Verfahren. 
Durch solche Sputter- Verfahren konnen Elektrodenoberfla- 
chen durch das entsprechende Ionen-Bombardement in der 
besagten ernridungsgemaBen Weise zerklii ftet niikrostruktUr_ 
riertwerden, woraus sich der besagte Lotusblatteffekt er- 

[0012] Die Erfindung ist in der Abbildung dargestellt urid 
nachfolgend naher beschrieben. 

[0013] Die Abbildung zeigt eine MeBrohr 1 einer erfin- 
dungsgemafien DurchfluBmeBanordnung im Langsscrhnitt 
Das MeBrohr seloer ist in einer fur DurchfluBmeBanordnun- 
gen dieser Art bekannten Weise ausgestaltet und besteht aus 
;einem Rohrabschnitt, welches in ein Leitungssystem in wel- 
chem der DurchfluB von MeBmedium zu bestimmen ist, ein- 
gesetzt wird. Hierzu weist das MeBrohr 1 an beiden Enden 
entsprechende. AnschluBflansche 2, 3 auf. Darum herum 
liegt bei induktiven DurchflufimeBanordnungen ein Magnet- 
system 4. Durch die Mantelflache des MeBrohres sind Boh- 
rungen angeiegt, in denen in entspreehender Weise auch 
elektrisch isoliert Elektroden 10 liegen. Diese Elektroden 
haben direkte Beriihrung mit dem flieBenden MeBmedium. 
Die Elektrodenoberflachen 11, 12, 13, . die somit vpm MeB- 
medium beaufschlagt werden, sind dabei in erfindungsge- ' 
maBer Weise nanos trukturiert oder nanos truktriert beschich- 
tet, urn eine Verschmutzung und Ablagerungen zu vermei- 
den. 

[0014} Hierdurch wird die gesamte DurchfluBmeBanord- 
nung im Hinblick auf die erzielten MeBwerte ziiverlassig bei 
einer Verschmutzung oder undefinierbaren Ablagerungen 
durch den erfindungsgemaB eingesetzten Lotusblatteffekt 
vermieden werden. . .. 

Patentanspriiche 

1. DurchfluBmeBanordnung zur elektrodynamischen 
oder elektromagnetischen oder kapazitiven Bestim- 
mung von Durchflussen eines MeBmediums durch ein 
MeBrohr, da durch gekennzeichnet, daB die mit dem 

. Medium in Berurirung stehenden Elektroden (10) mit 
einer nanostrukturierten Oberflache (U, 12, 13) nach . 
Art einer Lotusblattoberflache versehen ist bzw. sind. 
.2. DurchfluBmeBanord-nung nach Anspruch 1, dadurch 

. gekennzeichnet, daB die Oberflache (11, 12, 13) durch 
. eine entsprechende gegebenenfalls elektrisch leitfahige 
Beschichtung gebildet wird. 

. 3. DurchfluBmeBanordnung nach Anspruch 1, ^adurch 
gekennzeichnet, daB die Oberflache (11, 12, 13) durch 
entsprechende. Strukturierung der direkten Elektroden- 
oberflache gebildet wird. 
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